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(6A 26/28D) YJ036

(m) 106,162.5 108,560.0
(d) 26.64 25.81
(d) 1.60 1125 m
(d) 5.42 112.5m 4
( ) (
() 1
) 27 16
) 244 57
) 59,435 1,014 | IPM( )
/ /
(4A _ 26/28D) YJ040
(m) 109,644.0 112,360.0
(d) 26.24 27.18
(d) 1.99 112.5m
(d) 7.69 1125 m 4
( ) (
() 1
) 43 29
) 222 55
) 62,263 1,059 | IPM( )
/ /
(2A  20/22D) YJ178
(m) 91,492.0 93,460.0
(d) 20.97 22.02
(d) 1.52 1125 m
(d) 4.75 1125 m 4
( ) (
() 0
) 22 29
) 299 83
) 47,047 882 | IPM( )
/ /
(6A) YJO36 (4A) YJ040 (2A) YJ178
( ) ( ) ( )
(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
1| 27.33 26.08 1.25 27.68 28.54 0.86 20.36 21.11 0.75
2| 2837 27.49 0.88 27.77 29.08 1.31 20.35 21.92 157
3| 26.00 25.38 0.62 26.20 27.16 0.96 22.62 23.54 0.92
4 2721 26.35 0.86 21.15 22.90 1.75 20.05 21.23 1.18
5| 2529 25.14 0.15 26.04 27.51 1.47 20.31 21.61 1.30
6| 2693 26.22 0.71 26.72 27.73 1.01 21.18 22.79 1.61
7| 27.04 25.68 1.36 26.62 26.87 0.24 22.31 22.47 0.16
8| 2566 24.11 1.55 26.41 25.73 0.68 21.40 21.74 0.34
9| 2612 25.52 0.61 25.85 27.05 1.20 21.11 22.18 1.07
10| 27.43 26.57 0.86 26.52 27.62 1.10 19.51 20.77 1.26
11| 26.00 25.62 0.38 27.54 28.59 1.05 22.03 23.33 1.30
12| 26.40 25.43 0.97 25.75 26.73 0.96 20.22 21.25 1.03
26.64 25.81 0.83 26.24 27.18 0.94 20.97 22.02 1.05
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(6A) YJO36 (4A) YJ040 (2A) YJ178

( ) ( ) (
() () () () ( () () ( (
1 2,100 82 25.6 1,549 87 17.8 2,018 65 31.0
2 7,815 87 89.8 3,965 90 44.1 2,774 73 38.0
3 2,274 81 28.1 4,355 85 51.2 2,334 73 32.0
4 6,843 84 81.5 4,225 78 54.2 4,179 66 63.3
5 5,787 96 60.3 7,416 86 86.2 7,370 83 88.8
6 5,867 80 73.3 3,557 84 42.3 4,516 84 53.8
7 2,851 80 35.6 7,783 94 82.8 3,261 69 47.3
8 1,792 79 22.7 1,445 91 15.9 2,656 78 34.1
9 14,973 96 156.0 10,571 92 114.9 6,947 88 78.9
10 5,329 83 64.2 5,262 91 57.8 4,374 68 64.3
11 1,711 87 19.7 7,772 92 84.5 4,532 69 65.7
12 2,093 79 26.5 4,363 89 49.0 2,086 66 31.6
59,435 1,014 58.6 62,263 1,059 58.8 47,047 882 53.3

(
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